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Warstwy antyrefleksyjne
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Interferencja
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25234684




Rzad prazka
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Grubosc warstwy

Destruktywna
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Spektrum odbicia
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Spektrum odbicia
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Spektrum odbicia
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Interpolacja schodkowa
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y2 =interp1(x,y,x2," " nearest");

| —

L7
%]g Politechnika Wroctaw

Interpolacja
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y3 =interp1(x,y,x3,"linear");

Interpolacja liniowa

Interpolacja funkcjami sklejanymi
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v4 = interpl1(x,y,x4,"spline");
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Szukanie ekstremow
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Szukanie miejsc zerowych
Metoda bisekcji
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Szukanie miejsc zerowych

Metoda Newtona
Q)

Xn+1 = Xn f,(x )
n
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